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摘要(译)

本发明提供一种用于薄膜形成系统的气相淀积系统，其提高EL材料的利
用效率、并在形成EL层的产量或均匀性上具有优越性，并且本发明还提
供一种气相淀积方法。本发明的特征是，在气相淀积室内，提供有6个内
封有蒸发材料的容器911的蒸发源支架903其对应于衬底以一定的间隔边
移动边实施气相淀积。通过载送装置902b从安装室905载送蒸发源支架
903。旋转底座907内藏加热器，在容器被载送到蒸发源支架903之前，
通过对蒸发源支架903加热可提高产量。
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